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A reference pin (150) is provided on a bottom die 
(108) of a molding device (100). A lead frame (3) 
is carried with a chucking device (120) attached 
to an X-Y table mechanism (110). A hole (132) is 
formed in a stage (131) of the X-Y table 
mechanism. Respective images of the hole and 
the pin are detected by a TV camera (142) to 
control the relative position of the bottom die and 
the lead frame by driving the X-Y stage. 
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Prufungsantrag gem. § 44 PatG ist gestellt 

(S) GieByorrichtung zum Eingie&en von Halbleiterelementen in Harz und Verfahren zum Aufsetzen von 
Leiterrahmen auf eine GieSform 

(§?) Es wird eine Giefivorrichtung 100 angegeben, an deren 
unterer Giefiform 108 ein Einstellstift 150 angebracht ist. Mit 
einer Einspannvorrichtung 120 eines XY-Stellmechanismus 
110 wird ein Leiterrahmen 3 befdrdert. In einem Objekttrager 
131 das XY-Stellmechanismus ist eine Offnung 132 ausgebil- 
det. Mittels einer Fernsehkamera 142 warden Bilder der 
Offnung und des Stifts aufgenommen. um dadurch die 
Lagebeziehung zwischen der unteren GieGform und dem 
Leiterrahmen durch Verstelien des Objekttragers zu steuern. 
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Die Erfindung bezieht sich auf eine GieOvorrichtung 
fOr das Einkapseln von Halbleiterelementen mit Kunst- 
harz oder dergleichen sowie auf ein Verfahren fur das 
Ausrichten von Leiterrahmen auf eine GieBform; insbe- 
sondere bezieht sich die Erfindung auf eine verbesserte 
Lageausrichtung zwischen einer GieBform und einem 
Leiterrahmen, an dem ein Halbieiterelement ange- 
bracht ist 

Fig. 10 ist eine schematische Seitenansicht einer her- 
kommlichen GieBvorrichtung 200 fur das VergieBen 
von Halbleiterelementen mit Harz. Die GieBvorrich- 
tung 200 ist mit einer Tragerplatte 1 fur das Zufuhren 
eines Leiterrahmens 3 ausgestattet, an den ein Halbiei- 
terelement 30 angeschiossen isL Der Leiterrahmen 3 ist 
mit dem Halbieiterelement 30 uber eine dazwischenlie- 
gende Verdrahtung elektrisch verbunden. Die Trager- 
platte 1 ist mit Rahmeneinspannvorrichtungen 2 fur das 
Aufnehmen des Leiterrahmens 3 von einer Ladevor- 
richtung 4 versehen. 

Zuerst wird der Leiterrahmen 3 mittels der Ladevor- 
richtung 4 der GieBvorrichtung 200 zugefuhrt Der Lei- 
terrahmen 3 wird von den Rahmeneinspannvorrichtun- 
gen 2 erfaflt, wonach dann die Tragerplatte 1 gemaB der 
Darstellung durch einen Pfeil A angehoben wird, wobei 
die Rahmeneinspannvorrichtung 2 den Leiterrahmen 3 
festhalt Dann wird die Tragerplatte 1 in horizontaler 
Richtung B bewegt, bis der Leiterrahmen 3 den Zwi- 
schenraum zwischen einer oberen GieBform 6 und einer 
unteren GieBform 8 erreicht Die obere und die untere 
GieBform 6 und 8 ist jeweils an einer oberen bzw. unte- 
ren Platte 5 bzw. 9 angebracht. Auf die untere GieBform 
8 sind Lageeinstellstifte bzw. Ausrichtstifte 7 aufgesetzt 
Wenn der Leiterrahmen 3 eine Lage erreicht, bei der 
PaBoffnungen 3a des Leiterrahmens 3 gerade oberhalb 
der Ausrichtestifte 7 stehen, wird die Bewegung der 
Tragerplatte 1 in der Richtung B angehalten und dann 
die Tragerplatte 1 gemaB der Darstellung durch einen 
Pfeil C gesenkt Infolgedessen werden die Ausrichtestif- 
te 7 in die PaBoffnungen 3a eingefuhrt, wodurch die 
Lageausrichtung des Leiterrahmens 3 gegeniiber den 
GieBformen 6 und 8 erreicht wird. Die Rahmenein- 
spannvorrichtungen 2 werden geoffnet, wonach die Tra- 
gerplatte 1 in die Ausgangsstellung zuriickkehrL Die 
obere GieBform 6 wird abgesenkt und es wird dann das 
Halbieiterelement 30 in Harz eingegossen. 

Bei deni Aufsetzen des Leiterrahmens 3 auf die unte- 
re GieBform gelangt jedoch haufig wegen mechanischer 
StoBe bei dem Anhaiten oder einer Warmeausdehnung 
von Materialmen des Leiterrahmens 3 und der GieBvor- 
richtung 200 der Leiterrahmen 3 auf die untere GieB- 
form 8, ohne daB die Ausrichtestifte 7 in die PaBoffnun- 
gen 3a eingefuhrt werden. Wenn ein derartiger Fehler 
auftritt, ist eine durch das Harz gebildete Einkapselung 
des HaJbleiterelements gegenuber einer vorbestimmten 
Lage an dem Leiterrahmen 3 versetzt, was zur Folge 
hat, dafl eine fehlerhafte Halbleitervorrichtung herge- 
stellt wird Wenn ferner die GieBformen 6 und 8 zusam- 
menschlieflen, wobei das Halbieiterelement 30 dazwi- 
schengesetzt ist, kommt das Halbieiterelement 30 an 
dem Leiterrahmen 3 mit einer Wand der Hohlung der 
GieBform 6 oder 8 in Beruhrung, so daB die GieBform 
durch das Halbieiterelement 30 beschadigt wird oder 
umgekehrt Zum Vermeiden dieser Mangel wurde ange- 
strebt, eine Vorrichtung zu entwickeln. in der der Leiter- 
rahmen 3 auf genaue Weise auf die GiBeform 8 ausge- 
richtet wird 



Ferner muB dann, wenn die Art der Halbleitervor- 
richtungen geandert wird, die Anhaltestelle der Trager- 
platte 1 neu eingestellt werden, wobei die Neueinstel- 
lung bei der herkommlichen GieBvorrichtung eine lange 
5 Zeit beansprucht 

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, eine GieB- 
vorrichtung fur das EingieBen von Halbleiterelementen 
in Harz, in der ein Leiterrahmen des Halbleiterelements 
auf genaue Weise auf eine GieBform aufgesetzt wird 
io sowie ein Verfahren zum genauen Aufsetzen von Lei- 
terrahmen auf eine GieBform zu schaffen. 

Die Aufgabe wird erfindungsgemafl mit einer GieB- 
vorrichtung gemaB Patentanspruch 1 geldst. Bei dieser 
GieBvorrichtung hat die Durchgangsoffnung vorzugs- 
15 weise einen Durchmesser, der groBer als der Durchmes- 
ser des Stiftes ist Bei einem Ausfuhrungsbeispiel der 
Erfindung ist die Durchgangsoffnung eine kreisfdrmige 
Offnung, wahrend der Stift ein zylindrischer Stift ist. 
Per Stift kann ein in verschiedenen Querschnittsrich- 
20 tungen gleichformiger Stift sein. In diesem Fall weist die 
GieBvorrichtung ferner eine zwischen das Plattenteil 
und die XY-Stellvorrichtung eingefugte Drehstellvor- 
richtung fur das horizontale Verdrehen des Plattenteils 
auf, wahrend die Steuereinrichtung eine Einrichtung.die 
25 das Bildsignal aufnimmt, um einen Winkel zu ermitteln, 
der einem Verdrehungswinkel des Sttfts in einem Bild- 
fenster der Bildaufnahmevorrichtung entspricht, und ei- 
ne Einrichtung aufweist, die ein Steuersignal fur die 
Drehstellyorrichtung zum Drehen des Plattenteils und 
30 zum Erreichen einer Verdrehungsausrichtung zwischen 
dem Stift und der Durchgangsoffnung erzeugt. 

Die Aufgabe der Erfindung wird ferner mit dem Ver- 
fahren gemaB Patentanspruch 12gel6sL 

ErfindungsgemaB soil weiterhin eine einfache Neu- 
35 einstellung einer Stelle an einer GieBform, auf die ein 
Leiterrahmen aufgesetzt wird bei einer Anderung der- 
. Art der Halbleitervorrichtungen ermoglicht sein. 

Die Erfindung wird nachstehend anhand von Ausfuh- 
rungsbeispielen unter Bezugnahme auf die Zeichnung 
40 nahererlautert 

Fig. 1 ist eine Teilseitenansicht einer GieBvorrichtung 
gemaB einem Ausfuhrungsbeispiel der Erfindung. 

Fig. 2 ist eine Teilansicht, die einen Betriebsvorgang 
bei der GieBvorrichtung nach Fig. 1 zeigt. 
45 Fig. 3 ist ein Blockschaltbild einer Steuereinheit fur 
die GieBvorrichtung nach Fig. 1. 

Fig. 4 ist eine erlauternde Darstellung eines mittels 
einer Fernsehkamera aufgenommenen Bilds. 

Fig. 5 ist eine Teilseitenansicht einer GieBvorrichtung 
50 gemaB einem. zweiten Ausfuhrungsbeispiel der Erfin- 
dung. 

Fig. 6 ist eine Draufsicht auf die GieBvorrichtung in 
einer Richtung Q-Q in Fig. 5 gesehen. 
Fig. 7 ist ein Blockschaltbild einer Steuereinheit fur 
55 die GieBvorrichtung nach Fig. 5. 

Fig. 8 und 9 sind erlauternde Darstellungen von mit- 
tels einer Fernsehkamera aufgenommenen Bildern. 

Fig. 10 ist eine schematische Seitenansicht einer her- 
kommlichen GieBvorrichtung. 
60 Die Fig. 1 ist eine Seitenansicht einer GieBvorrich- 
tung 100 gemaB einem ersten Ausfuhrungsbeispiel. Die 
GieBvorrichtung 100 dient zum EingieBen eines Halb- 
. leiterelements 30 in Harz. Das Halbieiterelement 30 ist 
mechanisch und elektrisch mit einem Leiterrahmen 3 
65 verbunden. Obwohl in Fig. 1 nur ein Halbieiterelement 
30 dargestellt ist, konnen mehrere Halbleiterelemente 
aufgereiht und an den Leiterrahmen 3 angeschiossen 
sein. Der Leiterrahmen 3 ist mit Einstell- bzw. PaBoff- 
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nungen 3a versehen. 

Die GieBvorrichtung 100 hat eine Tragerplatte 101 
fur das Befordern des Leiterrahmens 3. Ein X Y-Stellme- 
chanismus 110 hat ein Hauptteil 111, das an der unteren 
Flache der Tragerplatte 101 befestigt ist Das Hauptteil 
111 tragt eine sich in X-Richtung erstreckende Fuh- 
rungsstange 112, an der ein bewegbares Teil 113 in der 
X-Richtung bewegbar angebracht ist Mit dem beweg- 
baren Teil 113 ist uber eine sich in Y-Richtung erstek- 
kende weitere Fiihrungsstange 115 ein weiteres beweg- 
bares Teil 1 14 verbunden. Das bewegbare Teil 1 14 ist in 
der Y-Richtung bewegbar. Diese Elemente 111 bis 115 
bilden eine XY-Tisch-Stellvorrichtung. 

An der unteren Flache des bewegbaren Teils 114 ist 
an einem horizontalen Objekttrager 131 eine Rahmen- 
einspannvorrichtung 120 angebracht An einem Rand- 
bereich des Objekttragers 131 ist eine runde Bezugs- 
bzw. Einstelioffnung 132 ausgebildet Die Rahmenein- 
spannvorrichtung 120 hat einen Hauptkasten 121, in 
dem ein Mechanismus fur das Verstellen von Einspann- 
fingern 122 angebracht ist Die Einspannfinger 122 sind 
zum Fassen und Freigeben des Leiterrahmens 3 betatig- 
bar. 

In einem oberen und einem unteren Bereich sind eine 
obere GieBform 106 und eine untere GieBform 108 an- 
gebracht, die jeweils an einer oberen Druckplatte 105 
bzw. an einer unteren Druckplatte 109 befestigt sind. 
Die GieBvorrichtung 100 hat ferner eine Zufuhrvorrich- 
tung 50 zum EinfGllen von Harz oder Kunststoff in eine 
Hohlung, die gebildet ist, wenn die GieBformen 106 und 
108 geschlossen sind Diese bekannte Zufuhrvorrich- 
tung ist an die GieBform 106 angeschlossen. 

Auf die obere Flache der unteren GieBform 108 sind 
Ausrichtestifte 107 aufgesetzt Die Ausrichtestifte 107 
sind an den Randbereichen der unteren GieBform 108 
angeordnet, so daB daher verhindert ist, daB die obere 
GieBform 106 mit den Ausrichtestiften 107 in Beruh- 
rung kommt, wenn die obere GieBform 106 gesenkt 
wird. Die Ausrichtestifte 107 werden in die PaBoffnun- 
gen 3a eingepaBt 

Auf einen anderen Randbereich der oberen Flache 
der unteren GieBform 108 ist ein Bezugs- bzw. Einstell- 
stift 150 aufgesetzt Der Einstellstift 150 ist ein zylindri- 
scher bzw. runder Stift mit einem Durchmesser, der klei- 
ner als der Durchmesser der Einstelioffnung 132 ist. Die 
Rahmeneinspannvorrichtung 120 und der Objekttrager 
131 sind entsprechend der Bewegung des bewegbaren 
Teils 114 in X-Richtung und Y-Richtung bewegbar, wo- 
bei dann, wenn diese Teile in die in Fig. 1 dargestellte 
Lage bewegt sind, der Einstellstift 150 der Einstelioff- 
nung 132 gegenubergesetzt ist Die Lagen des Einstell- 
stifts 150 und der Einstelioffnung 132 werden im voraus 
derart festgelegt, daB die jeweiligen Mitten des Einstell- 
stiftes 150 und der Einstelioffnung 132 in horizontaler 
Richtung miteinander ubereinstimmen, wenn in der 
GieBvorrichtung 100 der Leiterrahmen 3 horizontal ei- 
ne Normallage einnimmt, bei der das Halbleiterelement 
30 fehlerfrei zwischen den GieBformen 106 und 108 auf- 
genommen wird. 

An dem bewegbaren Teil 115 und dem Objekttrager 
131 ist ein hakenformiger bzw. L-formiger Arm 141 be- 
festigt, der sich in seitlichem Abstand zum XY-Stellme- 
chanismus 110 in Z-Richtung erstreckt An dem Arm 141 
ist eine Fernsehkamera 142 angebracht Die Fernsehka- 
mera 142 ist nach unten zu gerichtet und dient zum 
Aufnehmen jeweiliger Bilder der Einstelioffnung 132 
und des Einstellstifts 150 uber ein Objektiv 143. Durch 
einen (nicht gezeigten) Antriebsmechanismus ist die 



Baugruppe aus der Tragerplatte 101, dem XY-Stellme- 
chanismus 110 und den anderen an die Rahmenein- 
spannvorrichtung 120 angeschlossenen Teilen sowohl in 
der vertikalen Z-Richtung als auch in den horizontalen 
Richtungen X und Y bewegbar. Obgleich dies in Fig. 1 
nicht dargestellt ist, ist in der GieBvorrichtung 100 auch 
eine Ladevorrichtung vorgesehen. die der Ladevorrich- 
tung 4 nach Fig. 1 0 gleicharlig ist 

Die GieBvorrichtung 100 ist mit einer elektrische 
Steuereinheit versehen, die nachfolgend ausfuhrlich be- 
schrieben wird. 

Die GieBvorrichtung 100 arbeitet folgendermaBen: 
Zuerst wird ahnlich wie bei der GieBvorrichtung 200 
nach Fig. 10 durch die Ladevorrichtung der Leiterrah- 
men 3 mit dem Halbleiterelement 30 zugefuhrt und seit- 
lich der unteren GieBform 108 zwischen den Einspann- 
fingern 122 ergriffen. Dann wird die Tragerplatte 101 
zusammen mit dem XY-Stellmechanismus 1 10 und der 
den Leiterrahmen 3 haltenden Rahmeneinspannvor- 
richtung 120 in den Zwischenraum zwischen den GieB- 
formen 106 und 108 bewegt Die Fig. 1 zeigt diesen 
Zustand, bei dem die Fernsehkamera 142, das Objektiv 
143, die Einstelioffnung 132 und der Einstellstift 150 in 
Z-Richtung annahernd ausgefluchtet sind. Die Lage der 
Einstelioffnung 132 kann jedoch in der horizontalen 
Richtung X und/oder Y von der Lage des Einstellstifts 
150 abweichen. Die Tragerplatte 101 wird dann zu der 
unteren GieBform 108 hin abgesenkt. Die Fig. 2 zeigt 
einen Zustand, bei dem das obere Ende des Einstellstifts 
150 durch das Absenken der Tragerplatte 101 und des 
Objekttragers 131 in die Einstelioffnung 132 eingefuhrt 
ist Falls die Mitte der Einstelioffnung 132 in einer hori- 
zontalen Richtung von der Mitte des Einstellstifts 150 
abweicht wird die Lageabweichung zwischen der Ein- 
stelioffnung 132 und dem Einstellstift 150 folgenderma- 
Ben korrigiert: 

GemaB der Darstellung in Fig. 4 nimmt die Fernseh- 
kamera 142 in einem Bildfenster WD derselben foto- 
elektrisch ein Bild IH der Einstelioffnung 132 und ein 
Bild IP des Einstellstifts 150 auf. Das diesen Bildern IH 
und IP entsprechende Bildsignal wird einem Bildsignal- 
prozessor 161 nach Fig. 3 zugefuhrt, der in eine Steuer- 
einheit 160 der GieBvorrichtung 100 eingebaut ist Der 
Bildsignalprozessor 161 digitalisiert das Bildsignal und 
scheidet aus diesem Storsignale aus. Das Bildsignal wird 
dann einer Einstelloffnungslage-Detektorschaltung 162 
und einer Einstellstiftlage-Detektorschaltung 163 zuge- 
fuhrt Die Einstelloffnungslage-Detektorschaltung 162 
ermittelt die Lage des Offnungsbilds IH in dem Bildfen- 
50 ster WD, wahrend die Einstellstiftlage-Detektorschal- 
tung 163 die Lage des Stiftbilds IP in dem Bildfenster 
WD ermittelt In einem Vergleicher 164 werden die La- 
gen der Bilder IH urid IP miteinander verglichen, wo- 
durch eine Lageabweichung zwischen den jeweiligen 
Mittellagen der Bilder IH und IP berechnet wird. 

Der Vergleicher 164 erzeugt ein dem AusmaB der 
Abweichung entsprechendes Abweichungssignal, das an 
eine Koordinatentisch-Treiberstufe 165 abgegeben 
wird. Die Treiberstufe 165 erzeugt zur Abweichung pro- 
60 portionale Antriebsstrome. Die Strdme werden Moto- 
ren 166 und 167 zugefuhrt die in dem XY-Stellmecha- 
nismus 110 fur das Bewegen der Teile 113 und 114 ein- 
gebaut sind. Die Stromzufuhr wird fortgesetzt bis die 
Abweichung im wesentlichen zu *0" wird. Das heiBt, 
hinsichtlich der Abweichung zwischen den jeweiligen 
Mittellagen der Bilder IH und IP wird eine Regelung mit 
geschlossenem Regelkreis vorgenommen. In dem XY- 
Stellmechanismus 1 10 werden die bewegbaren Teile 1 13 
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und 1 14 und damit der Objekttrager 131 und der Leiter- 
rahmen 3 in X-Richtung und/oder Y-Richtung bewegt, 
bis die Mitte der Einstelloffnung 132 die Mitte des Ein- 
stellstifts 150 erreicht 

Die Tragerplatte 101 wird dann weiter zu der unteren 
GieBform 108 hin abgesenkt und damit die Leiterplatte 
3 derart auf die untere GieBform 108 aufgesetzt, daB das 
Halbleiterelement 30 mit den GieBformen ICS und 108 
ausgerichtet ist Dabei werden die Ausrichtestifte 107 in 
die PaBoffnungen 3a des Leiterrahmens 3 eingefuhrt 
Dann geben die Einspannfinger 122 der Rahmenein- 
spannvorrichtung 120 den Leiterrahmen 3 frei. Danach 
werden die Tragerplatte 101 und die daran angeschlos- 
senen Teile angehoben und aus dem Zwischenraum zwi- 
schen den GieBformen ICS und 108 in die Anfangsstel- 
lung zurtickgezogen. Die obere GieBform 106 wird ge- 
senkt, bis sie mit der unteren GieBform 108 in Beriih- 
rung kommt, wobei das Halbleiterelement 30 in dem 
Hohlraum zwischen den GieBformen 106 und 108 auf- 
genommen ist. Aus der Zufuhrvorrichtung 50 wird ge- 
schmolzenes Harz in die Hohlung zwischen den GieB- 
formen 106 und 108 eingeftillt und dann gehartet Da- 
nach wird die obere GieBform 106 angehoben und da- 
durch ein Halbleiterbaustein erhalten, in welchem das 
Halbleiterelement 30 an dem Leiterrahmen 3 mit dem 
Harz abgedichtet bzw. eingekapselt ist 

Bei dem Ausfuhrungsbeispiel wird eine horizontale 
Lageabweichung zwischen dem Einsteilstift 150 und der 
Einstelloffnung 132 automatisch korrigiert, so daB dem- 
gemaB automatisch die Lageausrichtung des Leiterrah- 
mens 3 in dem Zwischenraum zwischen den GieBfor- 
men 106 und 108 erreicht wird. Dieser Vorgang wird 
jedesmal dann ausgefuhrt, wenn der GieBvorrichtung 
100 ein Leiterrahmen zugefuhrt wird. Daher wird ver- 
hindert, daB die auf diese Weise erhaitenen Halbleiter- 
vorrichtungen fehlerhaft werden. Infolgedessen ist die 
Ausbeute an Haibleitervorrichtungen verbessert Wei- 
terhin ist selbst dann, wenn sich die Ausfuhrungsart oder 
die GrdBe der Halbleiterelemente und der Leiterrah- 
men andert, kein manueller Bedienungsvorgang fur die 
Neueinstellung der Stelle erforderlich, an der die Leiter- 
rahmen auf die GieBform 108 aufgesetzt werden. Dies 
ist deshalb der Fall, weil das Erkennen einer Bezugs- 
bzw. Einstelloffnung automatisch erfolgt und die Leiter- 
rahmen immer an optimalen Stellen auf die GieBform 
108 aufgesetzt werden. 

Die Fig. 5 ist eine Seitenansicht einer GieBvorrich- 
tung 100a gemaB einem zweiten Ausfuhrungsbeispiel. 
Bei diesem Ausfuhrungsbeispiel ist an dem bewegbaren 
Teil 114 ein Koordinatentisch 116 befestigt, an dessen 
unterer Flache in der Mitte eine Stange 170 angebracht 
ist Das untere Ende der Stange 170 ist drehbar in Off- 
nungen eingefuhrt, die in einem horizontalen Plattenteil 
131a und dem Hauptkasten 121 der Rahmeneinspann- 
vorrichtung 120 ausgebildet sind. Das untere Ende der 
Stange 120 ist mit einem Anschlagkopf 170a versehen. 
Das horizontale Plattenteil 131a ist an dem Hauptkasten 
121 befestigt 

Die Fig. 6 ist eine Draufsicht in der Richtung Q-Q 
gemaB Fig. 5. GemaB den Fig. 5 und 6 ist an dem Plat- 
tenteil 131a eine Motoreinheit 174 angebracht Die Stel- 
le, an der die Motoreinheit 174 befestigt ist, ist gegen- 
uber der Stelle der Stange 170 versetzt Zwischen der 
Motoreinheit 174 und einem an dem Koordinatentisch 
116 befestigten Haltestift 171 sind zwei Gelenkglieder 
172 und 173 angebracht Wenn die Motoreinheit 174 
eingeschaltet wird, betatigt der Rotor derselben die Ge- 
lenkglieder 172 und 173 derart, daB das Plattenteil 131a 
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gemaB der Darstellung durch strichpunktierte Linien in 
Fig. 6 verschwenkt wird. Wenn der Rotor der Motorein- 
heit 174 in der Gegenrichtung dreht wird das Plattenteil 
131a gleichfalls in der Gegenrichtung verschwenkt 

GemaB Fig. 5 ist in einem Randbereich des Plattentei- 
ls 131a eine quadratische Einstelloffnung 132a ausgebil- 
det, wahrend anstelle des zyiindrischen Stifts 150 nach 
Fig. 1 ein quadratischer Einsteilstift 150a verwendet 
wird Allgemein konnen als Einsteilstift und als Einstell- 
offnung Stifte und Offnungen verwendet werden, die in 
den verschiedenen Richtungen ungleichformige Quer- 
schnitte haben. Beispiele hierfur sind ein rechteckiger 
Stift und eine rechteckige Offnung, ein Polygonalstift 
und eine Polygonaloffnung sowie ein elliptischer Stift 
und eine elliptische Offnung. Der quadratische Einsteil- 
stift 150a und die quadratische Einstelloffnung 132a stel- 
len eine Form der Rechteckstifte bzw: der Rechteckoff- 
nungen dar. 

An dem Plattenteil 131a ist ein hakenformiger bzw. 
L-formiger Arm 151a befestigt der die Fernsehkamera 
142 tragt Die Fernsehkamera 142 dient zum Aufneh- 
men jeweiliger Bilder der Einstelloffnung 132a und des 
Einstellstifts 150a. Der ubrige mechanische Aufbau der 
GieBvorrichtung 100a ist der gleiche wie derjenige der 
GieBvorrichtung 100 nach Fig. 1. 

Die Fig. 7 ist ein Blockschaltbild einer Steuereinheit 
160a fur die GieBvorrichtung nach Fig. 5. Aus dem Ver- 
gleich der Fig. 7 mit der Fig. 3 ist ersichtlich, daB die 
Steuereinheit 160a anstelle der Einstellstiftlage-Detek- 
torschaltung 163 nach Fig. 3 eine Einstellstiftlage/Win- 
kel-Detektorschaltung 163a enthalt. Ferner sind zusatz- 
Hch ein Schwenksignalgenerator 168 und eine Motor- 
treiberstufe 169 fur den Antrieb der Motoreinheit 174 
vorgesehen. 

Die Fig. 8 zeigt mittels der Fernsehkamera 142 in der 
GieBvorrichtung 100a aufgenommene Bilder, wobei je- 
weils ein Offnungsbild IHa und ein Stiftbild IPa der 
Einstelloffnung 132a bzw. des Einstellstifts 150a gezeigt 
ist Das Bildsignal aus der Fernsehkamera 142 wird der 
Einstelloffnungslage-Detektorschaltung 162 und der 
Einstellstiftlage/Winkel-Detektorschaltung 163a zuge- 
fuhrt 

Die Einstelloffnungslage-Detektorschaltung 162 er- 
mittelt die Lage der Mitte des Offnungsbiids IHa, wah- 
rend die Einstellstiftlage/Winkel-Detektorschaltung 
163a die Lage der Mitte des Stiftbilds IPa sowie einen 
Winkel 0 ermittelt, der der Neigungswinkel des Ein- 
stellstifts 150a gegenuber einer in dem Bildfenster WD 
der Fernsehkamera 142 festgelegten vertikalen Bezugs- 
linie RL ist Die vertikale Bezugslinie RL ist eine imagi- 
nare Linie und entspricht einer Diagonalen des quadra- 
tischen Querschnitts des Einstellstifts 150a. Der Winkel 
0 stellt eine Drehungsabweichung von einer optimalen 
Ausrichtung der Einstelloffnung 132a in bezug auf den 
Einsteilstift 150a bzw. des Plattenteils 131a in bezug auf 
die GieBform 108 dar. Wenn der Winkel 0 nicht w 0* ist. 
zeigt dies an, daB der Leiterrahmen 3 hinsichtlich der 
Drehung in einer horizontalen Ebene nicht auf die GieB- 
form 108 ausgerichtet ist Da der relative Drehwinkel 
zwischen der Einstelloffnung 132a und der Fernsehka- 
mera 142, namlich der relative Drehwinkel zwischen 
dem Bildfenster WD und dem Offnungsbild IHa festge- 
legt ist, kann der Winkel © nur aus dem Bild IPa des 
Einstellstifts 150a ermittelt werden. 

Die Lageabweichung zwischen den jeweiligen Mitten 
der Bilder IHa und IPa wird mittels des Vergleichers 164 
berechnet dessen Abweichungssignal wie bei der GieB- 
vorrichtung 100 nach Fig. 1 in einem geschlossenen Re- 
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gelkreis die XY-Lage der Rahmeneinspannvorrichtung 
120 regelt Andererseits wird ein dem Winkel 0 entspre- 
chendes Signal dem Schwenksignalgenerator 168 zuge- 
fiihrt Der Schwenksignalgenerator 168 erzeugt ein ent- 
sprechendes Signal und gibt dieses an die Motortreiber- 5 
stufe 169 fiir den Antrieb der Mdtoreinheit 174 ab. Da- 
durch werden das Plattenteil 131a und die den Leiter- 
rahmen 3 haltende Rahmeneinspannvorrichtung 120 um 
den Winkel 0 gemaB Fig. 6 derart verschwenkt daB der 
Winkel 0 im wesentlichen zu W 0 W wird (siehe Fig. 9). 10 
Infolgedessen wird der Leiterrahmen 3 sowohl hinsicht- 
lich der Lage als auch hinsichtlich des Winkels in bezug 
auf die GieQform 108 ausgerichtet und auf genaue Wei- 
se auf die GieBform 108 aufgesetzt Die ubrigen Be- 
triebsvorgange der Gieflvorrichtung 100a sind die glei- is 
chen wie diejenigen der GieBvorrichtung 100 nach 
Fig. 1. 

In der GieBvorrichtung 100a werden automatisch so- 
wohl die Lage- oder Seitenabweichung als auch die 
Drehabweichung zwischen dem Leiterrahmen 3 und der 20 
GieBform 108 korrigiert Daher ist die Genauigkeit der 
Lageeinstellung des Leiterrahmens 3 in bezug auf die 
GieBformen 106 und 108 weiter verbessert 

Anstelle des Gelenkemechanismus kann ein Zahnrad- 
mechanismus, ein Kugelumlaufmechanismus oder der- 25 
gleichen verwendet werden. Da ferner die Lagebezie- 
hung zwischen der Femsehkamera 142 und dem Plat- 
tenteil Ola festgelegt ist und sich der relative Verdre- 
hungswinkel des Offnungsbilds IHa in dem Bildfenster 
WD nicht andert, kann der Winkel 0 auch dann ermit- 30 
telt werden, wenn der Einstelistift ein in den verschiede- 
nen Querschnittsrichtungen ungleichformiger Stift ist 
und die Einstelloffnung eine runde Offnung ist Wenn 
sowohl der Stift als auch die Offnung wie bei dem Aus- 
fuhrungsbeispiel nach Fig. 5 in den verschiedenen Quer- 35 
schnittsrichtungen ungleichformig ist und eine weitere 
Erhohung der Regelungsgenauigkeit erwiinscht ist, 
kann die Detektorschaltung 162 nach Fig. 7 durch eine 
Einstelloffnungslage/Winkel-Detektorschaltung ersetzt 
werden, die nicht nur die Lage des Offnunsbilds IHa, 40 
sondern auch den Winkel erfaBt, um den das Offnungs- 
bild IHa gegen eine Bezugsrichtung in dem Bildfenster 
WD verschwenkt ist In diesem Fall wird in der Steuer- 
einheit 160a ein Subtrahierer verwendet und zum Er- 
mitteln des relativen Verdrehungswinkels 0 die Diffe- 45 
renz zwischen zwei Winkeln berechnet, namlich zwi- 
schen dem Verdrehungswinkel des Stiftbilds I Pa und 
dem Verdrehungswinkel des Offnunsbilds IHa in der 
horizontalen Ebene. 

Es wird eine GieBvorrichtung angegeben, an deren 50 
unterer GieBform ein Einstelistift angebracht ist Mit 
einer Einspannvorrichtung eines XY-Stellmechanismus 
wird ein Leiterrahmen befordert In einem Objekttrager 
des XY-Stellmechanismus ist eine Offnung ausgebildet 
Mittels einer Femsehkamera werden Bilder der Off- 55 
nung und des Stifts aufgenommen, um dadurch die La- 
gebeziehung zwischen der unteren GieBform und dem 
Leiterrahmen durch Verstellen des Objekttragers zu 
steuern. 

60 

Patentanspruche 

1. GieBvorrichtung zum EingieBen eines Leiterrah- 
mens, an den ein Halbleitereiement angeschlossen 
ist, in Kunstharz, mit einer unteren GieBform, einer es 
oberhalb der unteren GieBform angeordneten und 
zu der unteren GieBform hin bewegbaren oberen 
GieBform und einer Haltevorrichtung fur das Fest- 
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halten des Leiterrahmens, gekennzeichnet durch 
einen an einer Randstelle der oberen Flache der 
unteren GieQform (108) aufgesetzten Stift (150; 
150a), ein Plattenteil (131 ; 131a), das mit der Halte- 
vorrichtung verbunden ist und das an einem Rand- 
bereich eine vertikale Durchgangsdffnung (132; 
132a) hat, eine XY-Stellvorrichtung (1 10; 110a) fur 
das Verstellen und Bewegen des Plattenteils und 
der Haltevorrichtung (120) in horizontaler X- und 
Y-Richtung, eine Tragervorrichtung (101) zum Be- 
fordern des Plattenteils und der den Leiterrahmen 
tragenden Haltevorrichtung in einen Zwischen- 
raum zwischen der oberen GieBform (106) und der 
unteren GieBform (108) und zum Aufsetzen des 
Leiterrahmens auf die untere GieBform derart, daB 
das Halbleitereiement (30) mit der oberen und der 
unteren GieBform ausgerichtet ist, eine mit dem 
Plattenteil verbundene Bildaufnahmevorrichtung 
(142, 143) fiir das Aufnehmen jeweiliger Bilder (IH, 
IP) der Durchgangsdffnung und des Stifts und zum 
Erzeugen eines die Bilder darstellenden Bildsignals 
bei dem Einfuhren des Plattenteils in den Zwischen- 
raum, eine Steuereinrichtung (160, 160a), die das 
Bildsignal aufnimmt und ein Steuersignal fur die 
XY-Stelivorrichtung derart erzeugt, daB der Stift 
und die Durchgangsoffnung ausgefluchtet werden, 
und eine Zufuhrvorrichtung (50) zum Einfullen von 
Harz in eine Hdhlung, die nach dem Absenken der 
oberen GieBform auf die untere GieBform zwi- 
schen den GieBformen gebildet ist und in der das 
Halbleitereiement aufgenommen ist 

2. GieBvorrichtung nach Anspruch 1, dadurch ge- 
kennzeichnet, daB die Durchgangsoffnung (132; 
132a) einen grdBeren Durchmesser als der Stift 
(150; 150a) hat. 

3. GieBvorrichtung nach Anspruch 2, dadurch ge- 
kennzeichnet, daB die Durchgangsoffnung (132) ein 
rundes Loch ist und daB der Stift (150) ein zylindri- 
scher Stift ist 

4. GieBvorrichtung nach einem der vorangehenden 
Anspruche, dadurch gekennzeichnet, daB das Plat- 
tenteil (131) ein an die XY-Stellvorrichtung (110) 
angebrachter Koordinatentisch ist 

5. GieBvorrichtung nach Anspruch 2, dadurch ge- 
kennzeichnet, daB der Stift (150a) ein in den ver- 
schiedenen Querschnittsrichtungen ungleichformi- 
ger Stift ist 

6. GieBvorrichtung nach Anspruch 5, gekennzeich- 
net durch eine zwischen das Plattenteil (131a) und 
die XY-Stellvorrichtung (110a) eingefugte 
Schwenkeinstellvorrichtung (170 bis 174), mit der 
das Plattenteil horizontal verschwenkbar ist, wobei 
die Steuereinrichtung (160a) eine Einrichtung 
(163a) fur das Aufnehmen des Bildsignals zum Er- 
mitteln eines Winkels (0), der einem Verdrehungs- 
winkel des Stifts (150a) in einem Bildfenster (WD) 
der Bildaufnahmevorrichtung (142, 143) entspricht, 
und eine Einrichtung (168) aufweist, die ein Steuer- 
signal fiir die Schwenkeinstellvorrichtung erzeugt 
um das Plattenteil zu verschwenken und die Ver- 
drehungsausrichtung zwischen dem Stift und der 
Durchgangsoffnung (132a) zu erreicheru 

7. GieBvorrichtung nach Anspruch 6. dadurch ge- 
kennzeichnet daB an die XY-Stellvorrichtung ein 
Koordinatentisch (116) angeschlossen ist und daB 
die Schwenkeinstellvorrichtung (170 bis 174) einen 
zwischen dem Plattenteil (131a) und dem Koordi- 
natentisch angebrachten Kraftubertragungsme- 
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chanismus (172, 173) und eine mit dem Kraftuber- 
tragungsmechanismus fur dessen Betatigung zum 
Verschwenken des Plattenteils verbundene Betati- 
gungsvorrichtung ( 1 74) auf weisL 

8. GieBvorrichtung nach Anspruch 7, dadurch ge- 5 
kennzeichnet daB der Kraftubertragungsmecha- 
nismus(172 v 173) ein Gelenkemechanismus ist 

9. GieBvorrichtung nach Anspruch 7 oder 8, da- 
durch gekennzeichnet daB die Durchgangsoffnung 
(132a) eine in den verschiedenen Querschnittsrich- 10 
tungen ungleichformige Offnung ist 

10. GieBvorrichtung nach Anspruch 9, dadurch ge- 
kennzeichnet, daB die Durchgangsoffnung (132) ei- 
ne rechteckige Offnung ist und der Stift (150a) ein 
rechteckiger Stift ist l5 

11. GieBvorrichtung nach Anspruch 10, dadurch 
gekennzeichnet daB die Durchgangsoffnung (132a) 
eine quadratische Offnung ist und der Stift (150a) 
ein quadratischer Stift ist 

12. Verfahren zum Aufsetzen von Leiterrahmen auf 20 
eine GieBform fur das Abdichten des Leiterrah- 
mens mit Harz, wobei an den Leiterrahmen ein 
Halbleiterelement angeschlossen ist dadurch ge- 
kennzeichnet daB an einer oberen Flache einer 
GieBform an einem Randbereich ein Stift aufge- 25 
pflanzt wird, daB eine XY-Stellvorrichtung mit ei- 
nem horizontalen Plattenteil versehen wird, unter 
dem eine Haltevorrichtung fur das Haken des Lei- 
terrahmens angebracht wird, wobei mit der XY- 
Stellvorrichtung das Plattenteil in horizontaler X- 30 
und Y-Richtung bewegbar ist und das Plattenteil an 
einem Randbereich eine vertikale Durchgangsoff- 
nung hat daB mitteis der Haltevorrichtung der Lei- 
terrahmen gefaflt wird, daB die XY-Stelivorrich- 
tung zusammen mit dem Plattenteil und der den 35 
Halterahmen tragenden Haltevorrichtung in einen 
Zwischenraum uber der GieBform befordert wird, 
daB mitels eines mit dem Plattenteil verbundenen 
Bildaufnehmers jeweils Bilder der Durchgangsoff- 
nung und des Stifts aufgenommen werden, um ein 40 
Bildsignal zu erzeugen, daB aus dem Bildsignal eine 
Lageabweichung zwischen den jeweiligen Bildern 
ermittelt wird, daB entsprechend der Abweichung 
die XY-Stellvorrichtung zum Ausrichten der 
Durchgangsoffnung auf den Stift eingeschaltet 45 
wird und daB zum Aufsetzen des Leiterrahmens auf 
die GieBform der Leiterrahmen von der Haltevor- 
richtung freigegeben wird 

13. Verfahren nach Anspruch 12, dadurch gekenn- 
zeichnet daB die Durchgangsoffnung mit einem 50 
Durchmesser ausgebildet wird, der grofler als der 
Durchmesser des Stifts ist 

14. Verfahren nach Anspruch 13, dadurch gekenn- 
zeichnet daB als Durchgangsoffnung eine runde 
Offnung gebildet wird und daB als Stift ein zylindri- 55 
scher Stift verwendet wird. 

15. Verfahren nach Anspruch 13 f dadurch gekenn- 
zeichnet daB als Stift ein in den verschiedenen 
Querschnittsrichtungen ungleichformiger Stift ver- 
wendet wird 50 

16. Verfahren nach Anspruch 15, dadurch gekenn- 
zeichnet daB bei dem Ermitteln der Lageabwei- 
chung zwischen den jeweiligen Bildern aus dem 
Bildsignal ein Winkel ermittelt wird, der einem Ver- 
drehungswinkel des Stifts in einem Bildfenster des 65 
Bildaufnehmers entspricht, und daB zum Ausrich- 
ten des Leiterrahmens auf der GieBform das Plat- 
tenteil in einer horizontalen Ebene verschwenkt 
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wird, um den Winkel zu verringem. 

17. Verfahren nach Anspruch 16, dadurch gekenn- 
zeichnet daB als Durchgangsoffnung eine in ver- 
schiedenen Querschnittsrichtungen ungleichformi- 
ge Offnung gebildet wird 

18. Verfahren nach Anspruch 17, dadurch gekenn- 
zeichnet daB als Durchgangsoffnung eine rechtek- 
kige Offnung gebildet wird und daB als Stift ein 
rechteckiger Stift verwendet wird 

19. Verfahren nach Anspruch 18, dadurch gekenn- 
zeichnet daB als Durchgangsoffnung eine quadrati- 
sche Offnung gebildet wird und als Stift ein quadra- 
tischer Stift verwendet wird 
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